주사전자현미경(Scanning Electron Microscope; SEM)의 기본원리와 응용

  주사전자현미경(Scanning Electron Microscope; SEM)은 진공상태에서 가늘게 집속한 전자빔을 관찰대상에 주사할 때 나오는 신호 (2차전자, 반사전자, X선등) 를 이용하여 관찰물체의 표면형상을 얻는 현미경이다. SEM은 광학현미경과 비교해서 초점심도 (depth of focus) 가 약100배 이상 크고, 간단한 조작으로 고배율 (약50만배) 관찰이 가능하며, 또 비교적 샘플작성도 용이하다는 특징 등으로 많은 연구분야에 광범위하게 쓰이는 대표적인 미세조직의 형상관찰방법의 한 종류이다. 

  본 강연회에서는 이런SEM을 이용한 물질관찰과 평가라는 주제로, i) SEM의 기본원리, ii) 구조와 기능, iii) 기본적 사용과 응용 그리고 iv) SEM의 최근현황과 전개에 대해서 간단히 소개하고자 한다.

조성표 (Cho, Sung-Pyo) 약력

2003 박사（공학）, 와세다대학 (Waseda University), JAPAN
2004 ~ 2008, Japan Science and Technology Agency (JST), JAPAN, Full-time Researcher 
2008 ~ 2012, Graduate School of Engineering, Nagoya University, JAPAN, Designated Associate Professor

2012 ~ 현재, 서울대학교 자연과학대학 화학부 (홍병희교수Lab.) 연구교수

